SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla postpowania przetargowego w trybie przetargu nieogranizonego na dostaw do
siedziby zamawiagcego przy ul. M. Smoluchowskiego 17 skaningowego knbskopu
elektronowego z katod polowa (FE-SEM), wyposaonego w zintegrowany z
mikroskopem system do litografii elektronowej (EBL-electron beam lithography) i
analizy skladu metody EDS (energy dispersive spectroscopy)

Zamawiajcy : Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nau k
60-179 Poznail. Mariana Smoluchowskiego 17
tel : 061 8695-100, fax61(86 84 524
internet : http:wivw.ifmpan.poznan.ple-mail: office@ifmpan.poznan.pl
REGON : 000 557 990
NIP : 777-00-20-870

INFORMACJE OGOLNE

1.Oferent winien zapoziaic ze wszystkimi postanowieniami sktagiaymi sk na SIWZ.

2.0Oferent poniesie wszelkie koszty zméane z przygotowaniem i zteniem oferty.
Zaleca i, aby oferent zdobyt wszelkie informacje, ktére mbgé konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3.Oferta winna b trwale spgta, a wszystkie jej zat¢zniki ponumerowane i zkonescisle

w(g Spisu.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty naley przygotowg w formie pisemnej wegyku polskim i ztay¢ w zamknétych

kopertach z wyranym oznaczeniem ,OFERTA — mikroskop skaningowy”.

Il. Wymagane dokumenty oraz kryteria ich oceny.
Wymagane jest zadzenie do skladanej oferty wszystkich dokumentowwprdzapcych

spetnianie warunkéw udziatu niniejszym pgeiwaniu przetargowym stosownie do art. 22



ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawodreieh publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z0 zm.) w formie okrdonej i skatalogowanej w wydanym
na podstawie art. 25 ust. 2 powotanej ustawy, rozpaeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokument@kjch mae zagdac zamawiajcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mdg/¢ sktadane (Dz. U. 226, poz. 1817).
Stosownie do powsszego, zamawiggy W niniejszym pospowaniuzada :

A.

1. W celu potwierdzeniae wykonawca posiada uprawnienie do wykonywaniashimne]
dziatalngci lub czynndci oraz w celu wykazania braku podstaw do wyklueen
postpowania o udzielenie zamoéwienia w okoliczciach, o ktérych mowa w art. 24
ustawy Prawo zamowiepublicznych zamawiagy zada nasfpujagcych dokumentow:

1) cdwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

2) aktualnego odpisu z wiieiwego rejestru, jeeli odrcbne przepisy wymagajpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wyldunia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamowiepublicznych wystawionego nie wazeej niz 6 miesgcy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczeniediziatu w pogfpowaniu o
udzielenie zaméwienia albo skladania ofert, a ww@&u do 0sob fizycznych
oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) aktualnych zawiadcze wiasciwego naczelnika uedu skarbowego oraz wdeiwego
oddziatu Zaktadu Ubezpiecz&potecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzggych odpowiednioze wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zatroavi spoteczne, lub daiadcze,

ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroazérb roztaenie na raty zalegtych
ptatncci lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wikciwego organu -
wystawionych nie wczmiej niz 3 miesjce przed uptywem terminu skladania wnioskéw
0 dopuszczenie do udziatu w pgstwaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadaniatpfer
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karoeg zakresie ok&onym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie w&ziej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu wepastaniu o udzielenie zamowienia
albo sktadania ofert,

5) aktualnej informaciji z Krajowego Rejestru Karoeg zakresie oki&onym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wézeej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu wepastaniu o udzielenie zamowienia
albo sktadania ofert.

2. W celu potwierdzenia opisanego posiadania pra&komnawe niezlgdnej wiedzy i
doswiadczenia oraz dysponowania potencjatem technioznysobami zdolnymi do
wykonania zamowienia, zamawiay zada nastpujacych dokumentow:

1) wykazu wykonanych, a w przypadkwiadcze okresowych lub aigtych rownie
wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie ngglrtym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i déwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przegwem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie doahdzv postpowaniu, a jeeli okres
prowadzenia dziatalroi jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich togui, dat
wykonania i odbiorcow oraz zgizeniem dokumentu potwierdzeggo, ze te dostawy
lub ustugi zostaty wykonane lulg srykonywane nateycie

2) wykazu o0s6b, ktérecda uczestniczy w wykonywaniu zamowienia, w szczegainb
odpowiedzialnych zéwiadczenie ustug, kontr@jakasci, wraz z informacjami na temat



ich kwalifikacji zawodowych, déwiadczenia i wyksztatcenia nieginych do wykonania
zamowienia, a tate zakresu wykonywanych przez nie czy§tiporaz informagj o
podstawie dysponowania tymi osobami

3) cdwiadczeniaze osoby, ktdre dulg uczestniczy w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadag wymagane uprawnienia,zeli ustawy naktadajobowizek posiadania takich
uprawnie.

3. W celu potwierdzenia warunku znajdowanigsizez wykonawgw sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewrgegj wykonanie zamowienia, zamavdiey zada
nastpujacych dokumentow:

1) sprawozdania finansowego lub jegescz, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunk&svodwniez z oping odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jeges, a w przypadku wykonawcOw niezobezanych
do sporadzania sprawozdania finansowego innych dokumentdesiajacych obroty
oraz zobowjzania i nalenosci — za okres nie diszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a
jezeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — za ten okres,

2) informacji banku lub spétdzielczej kasy osarzasciowo-kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdeaj wysokd¢ posiadanyckrodkow
finansowych lub zdolnig kredytows wykonawcy, wystawionej nie wcgeiej niz 3
mieshce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o deprsnie do udziatu w
postpowaniu o udzielenie zamodwienia albo sktadaniatpfer

3) optaconej polisy, a w przypadku jej braku inneégumentu potwierdzagego,ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzigtnoywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci.

B.

1. Jereli wykonawca ma siedzgdub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw,@yh mowa w pkt. A. 1.

pkt 2) i 3) sktada dokument lub dokumenty wystawionkraju, w ktérym ma siedzb
lub miejsce zamieszkania, potwierdgag odpowiednioze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszoncadjici,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skiadeubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albae uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczérb roztaenie
na raty zalegtych ptatsoi lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wisciwego
organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegagia gamowienie.

2. Zamiast dokumentu okilenego w pkt A.1. podpunkt 4) i 5)wykonawca sktada
zaswiadczenie wiéciwego organuglowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty datyezzakresie okidonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy.

3. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt B. 1. lit. a i @@ pkt B.2. powinny by
wystawione nie wczmiej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w pgsbwaniu o udzielenie zamowienia albo sktadaniatofer
Dokument, o ktérym mowa w pkt B.1 lit. b, powinibg wystawiony nie wczaiej niz

3 miesjce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o depzsnie do udziatu w
postpowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadaniatofer

4. Jereli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérwykonawca ma siedzgdub
miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentdw, o ktérych mowa w pkt B 1, zgmstje
si¢ je dokumentem zawierglym cwiadczenie ztdone przed notariuszem, Wwewym



organem gdowym, administracyjnym albo organem samdrzzawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osdbkdaju, w ktorym wykonawca
ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Przepis B.2. stosgjedpowiednio.

C.

Dopuszczalne jest ztenie odpiséw zamiast oryginatow,§woadczone ,za zgodrsé z
oryginatem” przez osoby do tego uprawnione. Zamgeyamaze zagdat przedstawienia
oryginatu lub notarialnie paviadczonej kopii dokumentu wyéznie wtedy, gdy ztoona
przez wykonawe kopia dokumentu jest nieczytelna lub budatpliwosci co do jej
prawdziwaci.

Dokumenty spormzone w ¢zyku obcym g sktadane wraz z ttumaczeniem nayk polski,

paswiadczonym przez wykonawc

Oswiadczenia sktadane w imieniu firmy mygday¢ podpisane wycznie przez osoby do tego

upowanione, co réwnig musi by poparte odpowiednio aktualnym dokumentem.

D.

Zamawiajcy zada od oferentéw zienia wadium w wysokai: 30.000 (trzydzi&ci tysiecy)
ztotych.

Formy, zasady wnoszenia i zwrotu wadium regujupstanowienia art. 45 i art. 46 ustawy
Prawo zamowig publicznych.

W przypadku wyboru przez wykonagdormy wniesienia wadium w postaci przelewu na
rachunek bankowy zamawsgggo, kwog¢ wadium naley wptacié na rachunek bankowy w
BZ WBK S.A. PL 07 1090 1346 0000 0000 3402 4865

E.

W formularzu oferty naley wskazé te elementy oferty, ktére zdaniem Oferenta stagowi
tajemni¢ jego przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisbw o0 zwalczaniu ni@R]
konkurencji (tajemnica przedsiorstwa, to nieujawnione do wiado&wd publicznej
informacje techniczne i technologiczne, handlovm arganizacyjne przedsiorstwa, co do

ktérych przedsibiorca podjt niezledne dziatania w celu zachowania pouitip

F. Zadane przez zamawigjego dokumenty, sktadane wraz z ofgrbstag ocenione przez

zamawiajcego wedtug kryterium — spetnia/ nie spetnia.



lll.  Okre slenie przedmiotu zamowienia.

CPV: 38510000-3 Mikroskopy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Skaningowy mikroskop elektronowy z katod polowa (FE-SEM), wyposaony w
zintegrowany z mikroskopem system do litografii eletronowej (EBL-electron beam
lithography) i analizy sktadu metoda EDS (energy dispersive spectroscopy)

Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instaladpaytzznie nowego wysokorozdzielczego
skaningowego mikroskopu elektronowego z kat@dblows (FE-SEM), wyposzonego w
zintegrowane systemy do litografii elektronowepabzy sktadu metadEDS.

Powyzsze uradzenia powinny bezwzglinie spelnid@ podane pore] wymagania
(wyposaenie, parametry, funkcje).

Dodatkowe wyposgenie zostato wyogbnione i opisane w ¢%ci zatytutowanej ,Dodatkowe
wyposaenie”. Ufgcie tego wyposania w ofercie bdzie dodatkowo punktowane.

Catkowity cena przedmiotu zamowienia fe#znie z dodatkowym wypogeniem) z
podatkiem VAT nie mge przekroczg kwoty 3.100.000,- zi.

Ogdlne wymagania

Mikroskop FE-SEM powinien ky uniwersalnym instrumentem najnowszej generacji 0
wysokiej rozdzielczéci i umazliwiajgcym badanie rinorodnych materiatow (przewogtz/ch

i nieprzewodzcych oraz ferromagnetycznych).z8é system wymaga zasilania awaryjnego
(UPS) oraz chtodzenia (wodnego w obiegu zawrtkm) i/lub spezonego powietrza, to
stosowne ukfady powinny Byobjete ofert. Sprzt komputerowy wraz z odpowiednim
oprogramowaniem unibwiajacym realizagj okreslonych dalej procedur pomiarowych i
technologicznych te musi by objety ofery. Poza dostawvi instalacy oferta przetargowa
obejmowa& musi rownie szkolenie (minimum dla 3 o0sb6b, przeprowadzone w@asiez nie
krotszym nk 5 dni) w zakresie obstugi.

Automatycznie sterowany ukiad gréowy powinien:

* pracowd z pompami bezolejowymi, charakteryzeymi sk duzg zywotndicig |
niskim kosztami obstugi (okresowej wymiany elementé

e zapewni& kontrok prézni,

e zapewnia duza szybka¢ pompowania - szylkkwymiare preparatow (maksymalnie
10 min),

» charakteryzow& si¢ niskim poziomem halasu w pomieszczeniu, w ktérym
zlokalizowany jest mikroskop (przy zaeniu ze pompa przni wskpnej jest
zlokalizowana poza tym pomieszczeniem).

Stolik probek
Stolik probki o zmotoryzowanych ¢giu osiach X, Y i Z, pochylenie eucentryczne i ojéa

kompucentryczna. Zakresy przesuwow: X, Y: co nagnei0 mm z minimalnym skokiem



nie wickszym ng 200 nm i powtarzalri@ia ustawienia nieprzekraczap 2um, Z: co
najmniej 10 mm; obrét 360° bez ograniezpochyt: minimalny zakres od -5 do +60°.
Oprogramowanie powinno umavia¢ fatwe w obstudze sterowanielo(ble-click feature
select function, multi-directional stage driver) ruchem stolika oraz zapagtywanie okrélonych
pozyciji (store and recall of sample position).

Stolik powinien umeliwia¢ monta probek o zrénicowanych ksztattach i wymiarach nie
wigkszych n X, Y = 50 mm, Z=10 mm.

Optyka elektronowa

Mikroskop FE-SEM powinien kiy wyposaony w dzialo elektronowe termiczm emisp
polowa (emiter Schottky’ego) charakteryzug s¢ duza stabilngcia i jasndcia wiazki
elektronowej (high stability and high brightness).

Powickszenie regulowane w zakresie od nie g@ej niz 100x (optymalnie 40x) do
500 000x

Zakres energii _elektrondwrzy powierzchni probki powinien Byptynnie (lub ze
skokiem mniejszym i 100 eV) regulowany i miei¢ si¢ w granicach od co najwg|
100 eV (optymalnie 50 eV) do co najmniej 30 keV.eHjia elektronéw regulowana ze
skokiem nie w¢kszym ni 100 eV.

Gwarantowana wargé pradu: maksymalnanie mniej nk 200 nA, minimalna nie wcej niz
1 pA.

Wysoka_stabilng pradu wigzki (pazadane by byta nie gorszaznd.5% w czasie 8 godzin).
System powinien kyzaopatrzony w zintegrowany system pomiamdpmwiagzki pozwalagcy
okresli¢ wartas¢ i czasowy stabilng¢ pradu.

Regulacja naptia (w zakresie 200 V do 30 kV) i gufu do 200 nA.

Rozdzielczé¢ nie gorsza i 1.2 nm (paadana 1 nm) dla 15 kV (przy optymalnej odlegio
roboczej), 2 nm (padana 1.5 nm) dla 1 kV.

Prosty w obstudze i elastyczny system skanowanigzki z maliwoscig stosowania
zréznicowanej zdolngéci rozdzielczej obrazu cyfrowego ggiasci pikseli) (np.: od 512x442
do 4096x3536)

Systemy detekcjpowinien umaliwia¢ detekcg elektronow wtérnych (SE) lub wstecznie
rozproszonych (BSE) z zastosowaniem wgwmsoczewkowego systemu detekcji oraz
detektora poza-soczewkowego.

System umgliwiaj agcy obrazowanie nieprzewaogtzych materiatow (system redukigy efekty
gromadzenia tadunku powierzchniowego).

Wymagane funkcje automatyczragniskowanie wjzki na probce, korekcja astygmatyzmu.

Wymagane jest by ukiad byt wyposmy w kameg¢ IR-CCD, umazliwiajaca obrazowanie
rownoczesne z obrazem elektronowym.

Obrazowanie



System (sprg + oprogramowanie) powinien zapewhi@wnoczes (z podzialem ekranu na
segmenty) lub selektywgnobserwagj obrazow rejestrowanych wzdych modach pracy, jak
rowniez tworzenie obrazéw powstglych w wyniku mieszania sygnatow. Powinien rowmnie
zapewnia obrobk obrazow i ich zapisywanie (wraz z zestawem paramg@tw formatach
TIFF, BMP, JPG oraz AVI z regulowarrozdzielczécia (maksymalna rozdzielczé nie
mniejsza ni 4096x3536 pikseli) i skalszardci (w zakresie od 8 do 24 bitow).

Oprogramowanie i wyposganie do litografii elektronowej
System powinien posiad&kompletne, zaawansowane, elastyczne wyjmsa (termicznie
stabilizowane i ekranowane od pdl rf) i oprogramoiga(w systemie Windows XP lub
wyzszym) do litografii elektronowej, wspotpragag z oferowanym SEM. W szczeg&$ob
1) W zakresie hardware powinien posiadamodzielny generator wzorow (nie reado by
rozwigzanie przy pomocy karty PC) wykonany w technol@P i zapewniacy szybkadc
zapisu na poziomie 6 MHz z czasem @ménia nieprzekraczggym 2ns. System ten
powinien zawieré&

» szybkie konwertery DA (16 bit, 25 MHz) do odchylanvigzki (X, Y),

» skuteczny system wyréwnywania wzoréw i kalibraglgzapisu z sub-nanometrgw

kontrol,
» synchronizowany uktad wytzania wizki z wyjsciem TTL,
» wszystkie niezbdne kabledczace SEM i PC.

2) Oprogramowanie (software) do generatora wzoréwipno charakteryzowssie:

» dostpndicig dla wielu wytkownikdw i mazliwosé niezalenej ich pracy (druga
licencja na software do pracy off-line),

* hierarchicznym GDSII CAD edytorem z mwoscia operowania na diych
zbiorach,

* mozliwoscig importowania danych w formatach DXF, ASCII, Cltp.j

* rozbudowan listg generowanych zadadalnego sterowania SEM — funkcjongaln
obstug SEM,

* posiadaniem pakietu umloviajgcego automatyczne wykonywanie wzoréw
fragmentarycznych i ich powtarzanie w procesi@nietlania,

* w pelni automatycznym ,zszywaniem” wzoréw realizowen z kontrod
uzytkownika,

* mozliwoscig rozszerzenia automatyzacji z wykorzystaniem Miofoscripting
language,

» funkcjonalry kontroh realizowanych zadez zapisem parametrow.

3) Dokumentacja powinna zawiérazczegotowe instrukcje obstugi z niedhymi
odnanikami + maliwos¢ uzyskania pomocy on-line.

4) PC z 22 calowym ptaskim monitorem z zainstaloymam przetestowanym software z
Windows XP (lub nowszym z wytzeniem Windows Vista).

5) Wyposaenie pocgtkowe:
* podstawowe natzizia (gsety (min. 3 sztukikrubokety (1 zestaw), klucze (1
zestaw),
» podiaza Si o wymiarach 10x10 mm pokryte rezystem 100 6083n PMMA na
Si (minimum 20 sztuk),
* podiaza Si z sieci znacznikdw Au (minimum 2 sztuki).



6) Uktad przejczania pomidzy prag z systemem do litografii i EDS, nieginy w celu
zewretrznej kontroli SEM wspotpracagego z litografi i EDS.

7) Uniwersalny uchwyt prébek do zamocowania matychbpkddo rozmiaru 20x20 mm)
wigczapc w to standard do kalibracji (ztoto na krzemiega&ferencja do precyzyjnego
ustawienia pola zapisu) oraz pusHaradaya do pomiarugaiu.

8) Dodatkowa licencja do litografii (do pracy ofifi¢).

9. Mikroskop SEM musi posiada
» elektrostatyczne wytzanie wizki (<50 ns) odpowiednie dla litografii
elektronowej z wysokonagiowym sterownikiem (z weégiem TTL),
* wyposaenie do pomiaru pdu wigzki wraz z miernikiem,
* analogowy interfejs do zdalnego sterowania skan@man
» cyfrowy interfejs do okrdania pozycji stolika (x, y) i parametrow kolumny
(ognisko, obszar obserwowany).

Spektrometr rentgenowskiego promieniowania charg&tgcznego powinien by
wyposaony w detektor z dyspeesjenergii_(EDS) Musi by on sprztowo i programowo
zintegrowany z mikroskopem, powinien ponadto spétnastpujagce wymagania:

* posiadé detektor typu SDD Hlicon Drift Detector), chtodzony z wykorzystaniem
elementu Peltiera),

« aktywna powierzchnia sensora detektora SDD, comigjri0 mnf,

» gwarantowana rozdzielcgbenergetyczna nie gorszazrii30 eV (specyfikowana dla linii
Mn Ka przy szybkéci zliczania 100 000 cps),

» gwarantowany zakres detekcji pierwiastkdéw: od hedg uranu (Be + U),

» cyfrowy system sterowania z oprogramowaniem, zilmdajacym zbieranie i analiz
danych uwzgidniajgca typowe korekty wymagane dla #ciowej analizy EDS, i
zapis danych, a w szczegokoa

= zbieranie widm rentgenowskich: w punkcie, z wybgme®bszaru lub wzdiu
dowolnie poprowadzonej liniiifiescan),

» badanie rozktadu wybranych pierwiastkbw na zadaoWsearze rfapping) z
rozdzielczdciag maksymalg co najmniej 1024x1024 pikseli,

= automatyczna i manualna analiza j&kiowa,

» analiza ilgciowa bezwzorcowa i z wykorzystaniem wzorcow.

Wspotpraca pomgdzy mikroskopem i wypoganiem do litografii oraz EDS
System i jego oprogramowanie musi gwaraniovp@prawn wspotprae (komunikacg)
mikroskopu z oprzyrgdowaniem do litografii oraz analizy EDS.

Do wszystkich elementow wypasania powinna by dostarczona dokumentacja zawiecaj
szczegotowe instrukcje obstugi.



Dodatkowe wyposdenie

1.

Zalecane jest by system posiadat wypesge umaliwiajace pra¢ w konfiguracji STEM
ze zdolndcig rozdzielca nie gorsz niz 1 nm i detektor wypogsany w modut HAADF
(High Angle Annular Dark Field).

Zalecane jest by ukfad pndiowy i konstrukcja mikroskopu zapewnialy pgae rezimie
niskiej (okoto 2 hPa) i wysokiej pzai (okoto 5x10°Pa), oraz by system byt wypdsay
w detektor przystosowany do pracy w modzie niskiepzni, przy gwarantowanej
rozdzielczdci nie gorszej ri 2nm przy 3 kV.

Zaleca s} by system pozwalat na redukowanie energii elekiordocieragcych do
preparatu (przykenie potencjalu hamagego elektrony) i byt wyposany w detektor
przystosowany do rejestracji niskoenergetycznyektednow (detektor BSE z podziatem
na sektory).

Zalecane jest by system posiadat system pozyeglagkutecznie zredukowaobecnéé
zaadsorbowanych na powierzchni preparatu molekdatomow (np. plasma cleaner).

Zalecane jest by mikroskop byt wypasay w przystawk antykontaminacyjp
(chtodzor ciektym azotem).

Zalecane jest by ukiad byt wypasey w filtr energii elektronow BSE i SE
Zalecane jest by system byt zaopatrzon§twee (load-lock).

Zalecane jest by uktad posiadat system komunilagjine z serwisem unibwiaj acy
diagnostyl przez Internet.

Zalecane jest by uktad byt wypasmy w kolorows kameg CCD zintegrowana z komgr
lub drzwiami komory SEM — s#aca do wstpnego obrazowania stolika i utilioviajaca
automatyczne powzanie obrazu z parametrami przesuwu stolika.

10.Zalecana jest matiwo$¢ rozbudowy: system powinien byzaopatrzony w porty

uwzgkdniagce dalsz rozbudow, a w szczegollnwmi: system korekty efektow
zwigzanych z rozpraszaniem elektronow (np. w §em) (Proximity effect correction)
oraz software i uggdzenia wykonawcze do interferometrycznie pozycjomoggo stolika
(software & Laser Interferometer Stage).

11.Zalecane jest dostarczenie modutu (wygesé + oprogramowanie) do zastosawa

realizowanych w atmosferze gazowej — powinien csigat#® CAD-owski zestaw
narzdzi dedykowany dla indukowanegoazka elektronow procesu osadzania.

12.Zalecane jest przeprowadzenie szkolenia w zakrelsgtugi SEM i EBL w siedzibie

dostawcy.



IV.  Wymagany termin wykonania zamowienia

Nie diuzej niz 9 (dziewec) mieskcy od podpisania umowy

V. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiaj acy bedzie se kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow.

Kryteriami oceny ofertgwartdgci punktowe.

A. Parametry techniczne udzenia (maksymalnie) - 20 pkt
B. Cena (maksymalnie) -16 pkt
C. Warunki gwarancji (maksymae) - 7 pkt
D. Wyposaenie dodatkowegkznie (maksymalnie) -28 pkt
E. Zagwarantowanie wAszego poziomu

parametréw technicznych (maksymalnie) -12 pkt

Parametry techniczne udzenia zostan ocenione wedtug zgodéd z pkt Il SIWZ
opisanymi w ,SzczegOtowym opisie przedmiotu zamd@ide bez dodatkowego
wyposaenia. Kada niezgodn& w zestawieniu z SIWZ, dozie powodowé odjecie
dzieskciu punktow od warti bazowej dla parametréw technicznychagizenia wynosgej
20 punktow. Niezgodré parametrow uznanych za istotne z punktu widzeragego

przedmiotu zaméwienia spowoduje odrzucenie oferty.

Punktacja za cenbedzie prowadzona w odniesieniu do ceny 3.100.00@yahp ktora do
kwoty 3.000.000,01 zt odpowiada 10 punktom. Dlartofecery ponizej 3.000.000 zt o kwet

do 99.999,99 zt zostamprzyznane 2 punkty dodatkowe, dla ofert zacerisz niz 2.900.000

zt o kwot do 99.999,99 zt przyznanych zostanie 4 punktodatawych, dla ofert z cgn
nizszz niz 2.800.000 zt o kwaet do 99.999,99 zt zostanie przyznanych 5 punktow
dodatkowych, dla ofert z cennizsz niz 2.700.000 zt zostanie przyznanych 6 punktow
dodatkowych. 1lé¢ 6 punktow dodatkowych z tytutuzszej ceny i kwota 3.000.000 zt jest
najwyzsz iloscig punktow dodatkowych nitiwg do uzyskania.

Oferty zawierajce cer przekraczajca 3.100.000 otrzymajl punkt.
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Kazdy dodatkowy miegc gwarancji udzielonej ponad okres 12 mjegi(1 punkt) od daty
odbioru przedmiotu zamowienia spowoduje dodanieubkf. Najweksz mozliwg do
uzyskania ilécig punktow dodatkowych z tytutu wydtania gwarancji jest iké 6 punktow

dodatkowych.

Dla wyposaenia dodatkowego, zamawday przyjmuje naspujace zasady przyznawania
punktéw :

- pozycja opisana w punkcie 1 oznacza przyznampienktow dodatkowych,

- pozycje opisane w punktach 2 do 3 oznacpeaiyznanie po 4 punktow dodatkowychréa,

- pozycje opisane w punktach 4 do 8 oznacpegyznanie po 2 punkty dodatkowezka,

- pozycje opisane w punktach 9 do 12 oznacpegjyznanie po 1 punkt dodatkowyzkia,

Zamawiajcy przyzna dodatkowe punkty za oteit dostave urzadzenia o lepszych hi
opisane w szczeg6towym opisie przedmiotu zamowigaaametrach technicznych w
odniesieniu do rikej przedstawionych czterech parametrow :

- zagwarantowanie minimalnego pekszenia o wart@i nie wickszej nz 40x(razy)
spowoduje dodanie 1 punktu dodatkowego,

- zagwarantowanie maksymalnegadur wigzki elektronowej na poziomie povg 250 nA
spowoduje dodanie 3 punktow dodatkowych,

- rozdzielczé¢ nie gorsza i 1 nm dla 15 kV (przy optymalnej odlegéo roboczej) i 1.5 nm
przy 1 kV spowoduje dodanie 4 punktow dodatkowych,

- zagwarantowanie (w oparciu o0 stosowne r@zamia techniczne np. .stolik z
interferometrem lub sitownikiem piezoceramicznympwparzalndci pozycji stolika z
doktadndcig nie gorsz niz 1 um przy przesuwie na dystansie 10 cm spowoduje dedan

punktow dodatkowych.

VI. Istotne dla zamawiapcego postanowienia, ktére zostanwprowadzone do tré&ci

zawieranej umowy.

Warunki zamowienia okééa projekt umowy (zalcznik nr 1)
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VIl.  Opis czsci zamowienia, na ktoére dopuszczalne jest sktadanigfert czesciowych

lub wariantowych.

Nie jest dopuszczalne sktadanie ofekscrowych, ani wariantowych.
Zamawiajcy dopuszcza skladanie ofert efziowych wyhcznie dla pozycji

wyszczegolnionych w e#ci ,Wyposaenie dodatkowe”.

VIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena powinna uwzgtiniac catkowity koszt dostawy do siedziby Zamaweggo, whcznie z
instalacy i szkoleniem.

Cena musi by wyrazona w ztotych polskich i podana zamaw@mu w zestawieniu cena
netto + VAT. Suma ceny netto i podatku VAT stan@ete w rozumieniu przepisow ustawy

0 cenach.

IX. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy

Stosownie do postanowieart. 147 ust. 1 Prawa zamoOwigublicznych zamawiagy
odstpuje odzadania zabezpieczenia najgego wykonania umowy

X. Rozliczenia mgdzy zamawiagcym, a wykonaw@.

Wszelkie rozliczeniadnla prowadzone w ztotych polskich.
Podstaw rozliczer bedzie faktura VAT wystawiona przez dostaww oparciu o protokot
odbioru dokonany przez upowdonego przedstawiciela zamawieg¢go, z wyjtkiem kwoty,

ktora zostanie przekazana wykonawcy w terminieriidd dnia podpisania umowy.

XI. Sposob przekazywania oferty.

Oferte prosz przesta przesytk pocztows, z zaznaczeniem na kopercie ,OFERTA”

na adres 60-179 Poznaul. Mariana Smoluchowskiego 17, lub ¢lory¢ osobgcie w pok. Nr

116 lub 119 w zamkaitej kopercie z wyranym oznaczeniem ,OFERTA” w terminie do dnia
9 grudnia 2011 godz. 11.00.
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XIl.  Termin zwi azania oferta.

Wykonawca bdzie zwigzany oferg do uptywu dnia/ lutego 2012 r.

Xl Udzielanie wyjasnien

Wyjasnien dotyczcych Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia et :

Prof. dr hab. Feliks Stobiecki, tei48) 618695136
Prof. IFM PAN dr hab. Janusz Dubowik {el48) 618695191

XIV. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nagpi w dniu 9 grudnia 2011 roku o godzinie 12.00nstytucie
Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, przy ulicy Mn®luchowskiego 17, w pokoju. Nr 117

XVI. Porozumiewanie s¢ z oferentami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewaniae & wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczeéh 53:

Prof. dr hab. Feliks Stobiecki, tel. (+48) 618696

Prof. IFM PAN dr hab. Janusz Dubowi&l. (+48) 618695191

Wszelka korespondencja geaj znaczenie dla pe@giowania przetargowego musi
mié forme pisemn. Nie jest dopuszczalna droga elektroniczna dla \agsn
korespondenciji, nawet w sytuacji pisegmpotwierdzenia przekazu elektronicznego.
XVII. Gwarancja i rekojmia.
Dostawca zobowruje s¢ udzielc zamawiaggcemu pisemnej gwarancji na przedmiot

dostawy w osobnym dokumencie z terminem gwarancgkojmii nie krétszym ni 12

mieskcy od daty odbioru, instalacji i szkolenia.
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W gwarancji musi b§ zawarta klauzurae czas gwarancji catlego stanowiska przalise o
czas naprawy gwarancyjnej dowolnego elementu.

XVIIl. Zawarcie umowy

W przypadku wygrania przetargu, wykonawca w terministawowym zawiera z

zamawiagcym umowvg na warunkach okéeonych w zadczonym wzorze umowy.

XIX.  Srodki odwotawcze

Wykonawcy przystuguaj uprawnienia odwotawcze olgtene w Dziale VI ustawy Prawo
zamOwié publicznych.
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